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(54) Vakuumtechnisches Trocknen von Halbleiterbruch

(57) Vorrichtung zum Trocknen von Halbleiter-
bruchmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung zumindest eine vakuumdichte Vorrichtung mit

zumindest einer Aufnahmevorrichtung für Halbleiter-
bruchmaterial aufweist und daß in der Vorrichtung ein
Vakuum herrschen kann.
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